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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种用于扫描内窥镜系统的校准装置，所述扫描内窥镜系统具有光扫描
设备，所述光扫描设备配置为使得从光源发射的光在预定扫描区域内周
期性地扫描，所述校准装置包括：中继透镜、光检测单元以及修正单
元，从所述光扫描设备发射的光进入所述中继透镜而且所述中继透镜放
大所述预定扫描区域；所述光检测单元配置为接收从所述中继透镜出现
的光并且在所述光检测单元的光接收表面上检测所接收的光的扫描轨
迹；所述修正单元配置为修正从所述光扫描设备发射的光的扫描参数使
得所述光检测单元所检测的扫描轨迹变为参考扫描轨迹。
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